
Hysitron PI 80 SEM PicoIndenterは、走査型電子顕微鏡

（SEM、FIB/SEM、PFIB）のチャンバー内に設置し、SEM

で観察すると同時に、定量的なナノメカニカルテストが

実施できる装置です。このシステムにはBrukerのナノメ

カニカルテストのコア技術が搭載されており、様々な種

類の試験に対応可能です。コンパクトで薄型の設計のた

め、チャンバーサイズの小さなSEM、ラマン顕微鏡や光

学顕微鏡、ビームラインなどに最適なシステムです。PI 

80はその機能、テストモードなどから、in-situ SEMでの

高度なナノメカニカルテスト技術へのエントリーに最適

なシステムとなっています。

Hysitron PI 80 SEM PicoIndenter
In-Situ ナノメカニカルテストのコア技術を集結

Hysitron PI 80 の特長

 �定量的なナノメカニカル特性評価：硬さ、弾性率、降伏

強度、破壊靭性、クリープ、応力緩和など

 �インデンテーション、圧縮、曲げ、引張、疲労などさま

ざまな試験モードに対応

 �業界最小レベルのノイズフロアで最大荷重10 mN、最

大変位5 μmの試験を実現

 �変位制御モード、荷重制御モード、オープンループモ

ードのいずれにも対応

 �独自技術の静電容量型測定ヘッド

 �様々な形状の圧子にユーザー自身で簡単に交換可能 
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ナノメカニカルテストとSEMの融合 

Hysitron PI 80はSEMのステージ上に常設する必要が
ありません。ユーザー自身で使用する際、SEMのステ
ージに取り付け、使用後に取り外すことが可能です。 
PI 80の試料ステージは3方向（XYZ）すべてにおいて
3mm以上稼働し、測定位置を正確に設定できます。 

また、最大20mmの厚さの試料に対応します。さら
に、PI 80はナノメカニカルテストのために必要な安定
した剛性の高いプラットフォームを実現した設計とな
っています。コンパクトかつ薄型であるため、SEMの
ステージを傾斜させた際にもワーキングディスタンス
を小さくすることが可能です。
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Hysitron PI 80で実施可能な試験モード

メカニカルテスト結果と 
SEM動画を同期可能

Hysitron PI 80で取得したメカニカルテストのデータ
は、SEMのイメージングデータと完全に同期するよう動
画化可能です。両者のデータを並べたside-by-sideのビデ
オフォーマットで表示され、リアルタイムで分析するこ
とができます。これにより、材料の変形挙動をより深く
理解することができます。

荷重変位曲線の不連続性は、FIBにより加工された銅配線と脆
性誘電体材料の構造体の破壊の始まりと相関しています

ナノインデンテーション試験: SEM像を利用した正確な測定位置決めとナノレベルの荷重・深
さ制御技術により、さまざまな材料の基本的な機械的特性（硬さや弾性率など）を定量的に

曲げ試験: SEMの測定位置と試料サイズの正確なイメージング技術を活用することで、単相、
複合、層状材料の剛性・破壊靭性の評価を簡単に行うことができます。

引張試験: ドッグボーン試験片、薄膜、ナノワイヤの直接的な引張試験もしくはpush-to-
pull（PTP）技術を用いた試験により、従来の方法では容易に試験できない低次元材料の応力
ひずみの挙動をin-situで測定することができます。

圧縮試験: ピラー、粒子、その他の小さな構造体を圧縮して、変形メカニズムをリアルタイム
で観察しながら、応力ひずみの挙動や降伏現象を評価することができます。

nanoDynamic試験・疲労試験: nanoDynamicは深さ、周波数、時間の関数として動的なパラメ
ーターの連続測定が可能な技術です。in-situ深さプロファイリング、クリープ評価、疲労試
験を実現します。

電気的特性評価: 試料に負荷がかかった状態での電気特性の変化を評価することができます。
圧電材料、相変化メモリ、バルク金属ガラス、CNT複合材料、シリコン、電池、エネルギー貯
蔵材料などに対し電気的な評価もin-situで行うことができます。


